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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面に試料の反応を測定するためのセンサ面が設けられた光学ブロックと、前記試料を
含む試料溶液を前記センサ面に送液するための流路が設けられ、かつ上面に前記流路の注
入口及び排出口が設けられた流路部材とを備え、
　前記注入口及び前記排出口のそれぞれにピペットをアクセスさせ、これらの各ピペット
を用いて前記流路に試料溶液を送液した後、前記センサ面に向けて光を照射して、その反
射光を受光し、その反射光に基づいて前記センサ面での前記試料の反応を測定する測定装
置に用いられるセンサユニットにおいて、
　前記測定装置には、前記光学ブロックを載置する載置面が形成されたステージと、この
ステージに載置された前記光学ブロックを前記載置面に押さえ付けて保持する保持手段と
が設けられており、
　前記保持手段が前記光学ブロックを押さえ付ける際に、前記保持手段と係合する凸状又
は凹状の係合部と、
　前記光学ブロックの上面に対して垂直に形成され、前記流路部材を前記光学ブロックに
取り付けた際に、前記流路部材の一部と接触して前記流路部材を位置決めする基準平面と
を、前記光学ブロックの側面に設けたことを特徴とするセンサユニット。
【請求項２】
　前記係合部を、前記センサ面の中心線を挟んで両側に形成したことを特徴とする請求項
１記載のセンサユニット。
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【請求項３】
　前記光学ブロックを、下底よりも上底の方が長い略台形の縦断面を有するとともに、前
記縦断面と略直交する方向に長尺な台形柱状に形成し、
　前記係合部を、前記光学ブロックの長手方向の両側面の底部から段差状に突出させて形
成し、
　前記基準平面を、前記光学ブロックの短手方向の少なくとも一方の側面に形成したこと
を特徴とする請求項１又は２記載のセンサユニット。
【請求項４】
　前記係合部を、前記センサ面と略平行な方向に複数並べて形成したことを特徴とする請
求項１から３のいずれか１項に記載のセンサユニット。
【請求項５】
　前記光学ブロックは、前記上面を全反射面とする全反射プリズムであることを特徴とす
る請求項１から４のいずれか１項に記載のセンサユニット。
【請求項６】
　前記センサ面は、前記光学ブロックに全反射条件を満たす光が照射された際に、その反
射光の光強度を減衰させる薄膜層を有し、
　前記測定装置は、前記センサ面に向けて全反射条件を満たす光を照射する光源と、前記
センサ面からの反射光を受光して電気信号に光電変換する検出器とを有する全反射減衰を
利用した測定装置であることを特徴とする請求項５記載のセンサユニット。
【請求項７】
　入射した光を全反射させる全反射面が形成された略角柱状又は略半円柱状のプリズム本
体を有するとともに、試料の反応を測定するためのセンサ面を前記全反射面に有し、
　前記試料を含む試料溶液を前記センサ面に送液するための流路が設けられ、かつ上面に
前記流路の注入口及び排出口が設けられた流路部材が取り付けられた際に、前記流路部材
とともにセンサユニットを構成し、
　前記注入口及び前記排出口のそれぞれにピペットをアクセスさせ、これらの各ピペット
を用いて前記流路に試料溶液を送液した後、前記センサ面に向けて光を照射して、その反
射光を受光し、その反射光に基づいて前記センサ面での前記試料の反応を測定する測定装
置に用いられる全反射プリズムにおいて、
　前記測定装置には、前記プリズム本体を載置する載置面が形成されたステージと、この
ステージに載置された前記プリズム本体を前記載置面に押さえ付けて保持する保持手段と
が設けられており、
　前記保持手段が前記プリズム本体を押さえ付ける際に、前記保持手段と係合する凸状又
は凹状の係合部と、
　前記プリズム本体の前記全反射面に対して垂直に形成され、前記流路部材を前記プリズ
ム本体に取り付けた際に、前記流路部材の一部と接触して前記流路部材を位置決めする基
準平面とを、前記プリズム本体の側面に設けたことを特徴とする全反射プリズム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、上面に試料の反応を測定するためのセンサ面が設けられた光学ブロックを有
するセンサユニット、及び入射した光を全反射させる全反射面が形成されたプリズム本体
を有する全反射プリズムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　タンパク質やＤＮＡなどの生化学物質間における相互作用の測定や、薬品のスクリーニ
ングなどを行う際に、全反射減衰を利用して試料の反応を測定する測定装置が知られてい
る。
【０００３】
　このような全反射減衰を利用した測定装置の１つに、表面プラズモン共鳴（Surface Pl
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asmon Resonance）現象を利用した測定装置（以下、ＳＰＲ測定装置と称す）がある。な
お、表面プラズモンとは、金属中の自由電子が集団的に振動することによって生じ、その
金属の表面に沿って進む自由電子の粗密波である。
【０００４】
　例えば、特許文献１などで知られるＫｒｅｔｓｃｈｍａｎｎ配置を採用したＳＰＲ測定
装置では、透明な誘電体（以下、プリズムと称す）上に形成された金属膜の表面をセンサ
面として、このセンサ面上で試料を反応させた後、プリズムを介してセンサ面の裏面側か
ら全反射条件を満たすように金属膜を照射し、その反射光を測定している。
【０００５】
　全反射条件を満たすように金属膜に照射された光のうち、エバネッセント波と呼ばれる
わずかな光は、反射せずに金属膜内を透過してセンサ面側に染み出す。この際、エバネッ
セント波の振動数と表面プラズモンの振動数とが一致するとＳＰＲが発生し、反射光の強
度を大きく減衰させる。また、この減衰が発生する光の入射角度（共鳴角）は、金属膜上
の屈折率に応じて変化する。すなわち、ＳＰＲ測定装置は、金属膜からの反射光を捉えて
共鳴角を検出することにより、センサ面上の試料の反応状況を測定するものである。
【０００６】
　ところで、タンパク質やＤＮＡなどの生体試料は、乾燥による変性や失活を防ぐため、
生理的食塩水や純水、または各種のバッファ液などの溶媒に溶かされた試料溶液として扱
われることが多い。特許文献１記載のＳＰＲ測定装置は、こうした生体試料の相互作用な
どを調べるものであり、センサ面の上には試料溶液を送液するための流路が設けられてい
る。また、センサ面にはリガンドとなる試料を固定させるためのリンカー膜が設けられて
おり、流路にリガンド溶液を注入してリンカー膜にリガンドを固定（固定工程）させた後
、アナライト溶液を注入してリガンドとアナライトとを接触（測定工程）させることによ
り、その相互作用を測定する。
【０００７】
　流路とプリズムは、装置本体に設けられた測定ステージに配置されている。前述の測定
は、ガラス基板上に金属膜を形成したチップ型のセンサユニットを測定ステージにセット
することで行われる。流路には、配管（ゴムチューブなどを含む）やバルブなどを介して
ポンプが接続されており、このポンプによって容器に保管された試料溶液を流路内に送り
込むようにしているが、この方法では、配管内に付着した試料が後に注入する試料溶液中
に混入してしまう、いわゆるコンタミネーションが生じやすいという問題があった。
【０００８】
　この問題を解決するため、本出願人は、先端に小孔が形成された略円錐筒状のピペット
チップと、このピペットチップを着脱自在に保持するヘッド部とからなるピペットを用い
て、容器に保管された試料溶液などの液体を流路に送液するＳＰＲ測定装置を提案してい
る（例えば、特願２００５－１４７１５３号明細書参照）。このようなピペット式のＳＰ
Ｒ測定装置では、送液する液体毎にピペットチップを交換することで、流路に液体を送り
込む際に生じるコンタミネーションを防止することができる。
【０００９】
　また、ピペット式のＳＰＲ測定装置では、流路が形成された流路部材と、上面に金属膜
が形成されたプリズムと、流路部材の底面とプリズムの上面とを接合させた状態（流路と
金属膜とを対面させた状態）で保持する保持部材とからなるセンサユニットを用いている
。このセンサユニットの金属膜上にも、前述と同様のリンカー膜が設けられており、リガ
ンド溶液やアナライト溶液などの試料溶液をピペットで流路内に送り込むことによって測
定が行われる。
【００１０】
　リンカー膜には、リガンドとの結合基を有する測定領域と、結合基を失活させた参照領
域とが形成されている。上述のＳＰＲ測定装置は、光源から測定領域と参照領域とに光を
照射し、それぞれの領域からの反射光を検出器で光電変換して測定信号と参照信号とを取
得している。こうして得られた２つの信号の差や比を求めて解析することにより、センサ
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ユニットの個体差や液体の温度変化などの外乱に起因するノイズをキャンセルした精度の
高い測定結果を得ることができる。また、タンパク質やＤＮＡなどの生体試料では、目的
としない物質がリンカー膜上に結合してしまう、いわゆる非特異吸着が問題になるが、前
述の解析を行うことによって、こうした非特異吸着の影響をも抑えることができる。
【特許文献１】特許第３２９４６０５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ピペット式のＳＰＲ測定装置では、ピペットを流路に挿抜する際に、センサユニットを
動かして測定誤差を与えてしまうことがある。センサユニットの位置ズレによる測定誤差
は、検出器に照射される反射光の位置自体が変わってしまうため、プリズムの向きによっ
ては測定信号と参照信号とによる解析を行ったとしても除去することができない。このた
め、特願２００５－１４７１５３号明細書では、ピペットの挿抜方向に合わせて上方から
センサユニットを押さえ付けることにより、測定時のセンサユニットの位置ズレを防止す
るようにしている。
【００１２】
　しかしながら、上方からセンサユニットを押さえ付ける場合には、保持部材と流路部材
とを介してプリズムを押さえるようになるため、大きな外力が加わった際などにプリズム
が僅かに動いてしまうことがあった。また、保持部材や流路部材の弾性などによってプリ
ズムに加わる押し付け力が経時的に変化し、この押し付け力の変化がプリズムの姿勢に影
響を与えてしまうという問題もあった。
【００１３】
　本発明は、上記課題を鑑みてなされたものであって、測定時の位置ズレをより確実に防
止することができるセンサユニット、及び全反射プリズムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を達成するため、本発明は、上面に試料の反応を測定するためのセンサ面が設
けられた光学ブロックと、前記試料を含む試料溶液を前記センサ面に送液するための流路
が設けられ、かつ上面に前記流路の注入口及び排出口が設けられた流路部材とを備え、前
記注入口及び前記排出口のそれぞれにピペットをアクセスさせ、これらの各ピペットを用
いて前記流路に試料溶液を送液した後、前記センサ面に向けて光を照射して、その反射光
を受光し、その反射光に基づいて前記センサ面での前記試料の反応を測定するとともに、
前記光学ブロックを載置する載置面が形成されたステージと、このステージに載置された
前記光学ブロックを前記載置面に押さえ付けて保持する保持手段とが設けられた測定装置
に用いられるセンサユニットにおいて、前記保持手段が前記光学ブロックを押さえ付ける
際に、前記保持手段と係合する凸状又は凹状の係合部と、前記光学ブロックの上面に対し
て垂直に形成され、前記流路部材を前記光学ブロックに取り付けた際に、前記流路部材の
一部と接触して前記流路部材を位置決めする基準平面とを、前記光学ブロックの側面に設
けたことを特徴とする。
【００１５】
　なお、前記係合部は、前記センサ面の中心線を挟んで両側に形成されていることが好ま
しい。
【００１６】
　また、前記光学ブロックは、下底よりも上底の方が長い略台形の縦断面を有するととも
に、前記縦断面と略直交する方向に長尺な台形柱状に形成され、前記係合部は、前記光学
ブロックの長手方向の両側面の底部から段差状に突出させて形成され、前記基準平面は、
前記光学ブロックの短手方向の少なくとも一方の側面に形成されることが好ましい。
【００１７】
　また、前記係合部は、前記センサ面と略平行な方向に複数並べて形成するようにしても
よい。
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【００１８】
　さらに、前記光学ブロックは、前記上面を全反射面とする全反射プリズムであることが
好ましい。この際、前記センサ面は、前記光学ブロックに全反射条件を満たす光が照射さ
れた際に、その反射光の光強度を減衰させる薄膜層を有し、前記測定装置は、前記センサ
面に向けて全反射条件を満たす光を照射する光源と、前記センサ面からの反射光を受光し
て電気信号に光電変換する検出器とを有する全反射減衰を利用した測定装置とすることが
好適である。
【００１９】
　なお、本発明は、入射した光を全反射させる全反射面が形成された略角柱状又は略半円
柱状のプリズム本体を有するとともに、試料の反応を測定するためのセンサ面を前記全反
射面に有し、前記試料を含む試料溶液を前記センサ面に送液するための流路が設けられ、
かつ上面に前記流路の注入口及び排出口が設けられた流路部材が取り付けられた際に、前
記流路部材とともにセンサユニットを構成し、前記注入口及び前記排出口のそれぞれにピ
ペットをアクセスさせ、これらの各ピペットを用いて前記流路に試料溶液を送液した後、
前記センサ面に向けて光を照射して、その反射光を受光し、その反射光に基づいて前記セ
ンサ面での前記試料の反応を測定するとともに、前記プリズム本体を載置する載置面が形
成されたステージと、このステージに載置された前記プリズム本体を前記載置面に押さえ
付けて保持する保持手段とが設けられた測定装置に用いられる全反射プリズムにおいて、
前記保持手段が前記プリズム本体を押さえ付ける際に、前記保持手段と係合する凸状又は
凹状の係合部と、前記プリズム本体の前記全反射面に対して垂直に形成され、前記流路部
材を前記プリズム本体に取り付けた際に、前記流路部材の一部と接触して前記流路部材を
位置決めする基準平面とを、前記プリズム本体の側面に設けたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、装置側に設けられた保持手段がステージの載置面に押さえ付けて保持
する際に、保持手段と係合する凸状又は凹状の係合部を、光学ブロック又はプリズム本体
の側面に設け、これらを直接押さえられるようにしたので、位置ズレをより確実に防止す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　図１は、ＳＰＲを利用した測定に用いられるセンサユニット１０の分解斜視図である。
センサユニット１０は、透明な誘電体である全反射プリズム（光学ブロック）２０と、こ
の全反射プリズム２０の上に取り付けられる流路部材３０とで構成される。流路部材３０
は、図中奥側に位置する第１流路３１と、図中手前側に位置する第２流路３２との２種類
の流路を有している。詳細は後述するが、センサユニット１０を用いて測定を行う際には
、これら２つの流路３１、３２を１組として、１つの試料の測定が行われる。流路部材３
０には、各流路３１、３２が、それぞれ長手方向に６つずつ設けられており、１つのセン
サユニット１０で６つの試料を測定できるようにしている。なお、各流路３１、３２の数
は、６つに限ることなく、５つ以下でもよいし７つ以上でもよい。
【００２２】
　全反射プリズム２０は、長尺な台形柱状に形成されたプリズム本体２１と、このプリズ
ム本体２１の一端に設けられた把持部２２と、プリズム本体２１の他端に設けられた突出
部２３とからなる。この全反射プリズム２０は、例えば、押し出し法などによって型成形
されるものであり、プリズム本体２１、把持部２２、突出部２３の各部は、一体に成形さ
れている。なお、全反射プリズム２０としては、例えば、ホウケイクラウン（ＢＫ７）や
バリウムクラウン（Ｂａｋ４）などに代表される光学ガラスや、ポリメチルメタクリレー
ト（ＰＭＭＡ）、ポリカーボネイト（ＰＣ）、非晶性ポリオレフィン（ＡＰＯ）などに代
表される光学プラスチックなどを用いることができる。
【００２３】
　プリズム本体２１は、下底よりも上底の方が長い略台形の縦断面を有しており、底面側
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から照射された光を上面２１ａに集光する。プリズム本体２１の上面２１ａには、ＳＰＲ
を励起するための金属膜（薄膜層）２５が設けられている。金属膜２５は、流路部材３０
の各流路３１、３２と対面するように、長方形状をなしており、例えば、蒸着法などによ
って成形される。この金属膜２５としては、例えば、金や銀などが使用され、その膜厚は
、例えば、５０ｎｍである。なお、金属膜２５の膜厚は、金属膜２５の素材や測定時に照
射される光の波長などに応じて適宜選択される。
【００２４】
　金属膜２５の上には、リンカー膜２６が設けられている。リンカー膜２６は、リガンド
を固定させるための結合基を有するものであり、このリンカー膜２６を介して金属膜２５
上にリガンドが固定される。リンカー膜２６としては、例えば、アガロース、デキストラ
ン、カラゲナン、アルギン酸、デンプン、セルロースなどのヒドロゲル、及びこれらの誘
導体、さらには、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸、ポリアクリルアミド、ポリエ
チレングリコールなどが用いられる。なお、これらの種類は、固定するリガンドの種類な
どに応じて適宜選択される。
【００２５】
　例えば、リンカー膜２６としてカルボキシメチルデキストランなどのデキストラン誘導
体を用いる場合、リンカー膜２６は、水やエタノールなどによる洗浄とエピクロロヒドリ
ン溶液などによる表面処理とを金属膜２５に施した後、全反射プリズム２０を振盪インキ
ュベータにセットし、デキストラン水溶液に水酸化ナトリウムを添加した溶液を金属膜２
５に接触させた状態で振盪インキュベート（例えば、２５℃で２０時間）することにより
製膜される。なお、デキストランを処理した後、さらに洗浄とブロモ酢酸処理とを行うよ
うにしてもよい。また、図１では、便宜上リンカー膜２６のサイズを金属膜２５よりも僅
かに小さくしているが、実際には、上記の方法によって金属膜２５の表面全域にリンカー
膜２６が形成される。
【００２６】
　プリズム本体２１の長手方向の両側面には、流路部材３０を保持するための複数の係合
爪２７が設けられている。また、この両側面の底部には、段差状に突出して形成された係
合部２８が設けられている。係合部２８は、プリズム本体２１の上面２１ａと略平行に形
成された係合面２８ａを有している。この係合部２８は、センサユニット１０を測定装置
に保持する際に用いられる。
【００２７】
　プリズム本体２１と一体に成形された把持部２２は、プリズム本体２１と同様に略台形
柱状の外形を有している。把持部２２の両側面には、溝２２ａが形成されており、上方か
ら見た際に略Ｔ字状をなすようにされている。この把持部２２は、全反射プリズム２０、
及びセンサユニット１０を把持する際のツマミである。検出光の入射、及び出射が行われ
るセンサユニット１０の長手方向の両側面を把持すると、塵埃などの付着による測定誤差
が懸念される。また、各流路３１、３２の注入口などが形成されたセンサユニット１０の
上面を把持すると、各流路３１、３２内に塵埃などが侵入してしまうことが懸念される。
このため、センサユニット１０は、プリズム本体２１の端部に形成された把持部２２と突
出部２３とを摘むようにして把持される。
【００２８】
　プリズム本体２１の一端面から略四角柱状に突出した突出部２３は、センサユニット１
０を把持する際のツマミになるとともに、センサユニット１０を専用のホルダ（図示は省
略）に収納する際の固定具となる。突出部２３は、センサユニット１０をホルダに収納す
る際に、ホルダに形成されたスリットに入り込んで、センサユニット１０をホルダ内の所
定の位置に納める。
【００２９】
　流路部材３０は、各流路３１、３２が設けられた略直方体状の本体部３３と、この本体
部３３の長手方向の両側面から下方に向けて突出した略板状の取付部３４とを有している
。本体部３３の上面には、各流路３１、３２に液体を注入する注入口３１ａ、３２ａと、



(7) JP 4664221 B2 2011.4.6

10

20

30

40

50

注入された液体を排出する排出口３１ｂ、３２ｂとが形成されている。各流路３１、３２
は、略コの字型に屈曲した送液管であり、全反射プリズム２０に取り付けられた際に、各
注入口３１ａ、３２ａから注入された液体を、リンカー膜２６に接触させながら送液し、
各排出口３１ｂ、３２ｂから排出する。
【００３０】
　各流路３１、３２は、流路部材３０の長手方向の中心線を挟むように２列で配置されて
いる。また、各流路３１、３２は、流路部材３０の長手方向と略平行に形成されるととも
に、側方から見た際に一部が重なり合うように流路部材３０の長手方向に僅かにずらして
形成されている。なお、各流路３１、３２の管径は、例えば、１ｍｍ程度である。また、
注入口３１ａと排出口３１ｂ、及び注入口３２ａと排出口３２ｂとの間隔は、例えば、１
０ｍｍ程度である。
【００３１】
　各取付部３４には、全反射プリズム２０の各係合爪２７に対応して形成された複数の係
合孔３５が設けられている。流路部材３０は、各係合爪２７と各係合孔３５との係合によ
って、本体部３３の底面を全反射プリズム２０の上面に当接させた状態で保持される。こ
れにより、各流路３１、３２の開放された底部が、全反射プリズム２０の上面によって塞
がれる。また、各係合爪２７と各係合孔３４とは、各流路３１、３２の両端に位置するよ
うに、それぞれ長手方向に７つずつ設けられており、各流路３１、３２のそれぞれの密着
状態に差が生じないようにしている。
【００３２】
　リガンドを溶媒に溶かしたリガンド溶液を各流路３１、３２に送液すると、各流路３１
、３２と対面するリンカー膜２６の表面部分にのみリガンドが固定される。すなわち、こ
の表面部分が、リガンドとアナライトとの反応が生じるセンサ面となる。以下、各第１流
路３１と対面するリンカー膜２６の表面部分を第１センサ面ＳＳ１、各第２流路３２と対
面するリンカー膜２６の表面部分を第２センサ面ＳＳ２と称す。
【００３３】
　また、各取付部３４には、プリズム本体２１の側面を露呈させるための開口３６が設け
られている。開口３６は、各流路３１、３２のそれぞれに対応して複数（本例では１２個
）設けられており、これらの各開口３６を介して各センサ面ＳＳ１、ＳＳ２に光が入射さ
れる。また、各センサ面ＳＳ１、ＳＳ２に対応する部分で全反射した光も、同様に各開口
３６から出射される。
【００３４】
　流路部材３０も、全反射プリズム２０と同様に押し出し法などによって型成形されるも
のであり、本体部３３や各取付部３４などの各部は一体に成形されている。この流路部材
３０としては、例えば、ポリプロピレンなどの晶質ポリオレフィンが用いられる。なお、
各流路３１、３２の水密性を高めるため、少なくとも各流路３１、３２の底部の開口周縁
には、流路部材３０が全反射プリズム２０に取り付けられた際に、本体部３３の底面とプ
リズム本体２１の上面２１ａとの間で押し潰される軟質な部材を設けておくことが好まし
い。また、接着などによって軟質な部材を取り付けると、接着剤が異物として各流路３１
、３２内に入り込んでしまうことが懸念される。このため、軟質な部材を設ける際には、
例えば、二色成形法などによって、略一体に成形することが好ましい。さらに、この軟質
な部材としては、試料の非特異的な吸着を防止するため、例えば、非晶質ポリオレフィン
エラストマーなどの非特異吸着の少ない材料を用いることが好適である。
【００３５】
　ところで、型成形される全反射プリズム２０は、各センサ面ＳＳ１、ＳＳ２が形成され
る上面と、測定装置に載置するための底面とを平滑な面とするため、型から上方向に引き
抜く構成となっている。このため、検出光の入射及び出射用として成形されるプリズム本
体２１の長手方向の両側面を除く全反射プリズム２０の各側面には、例えば、２～３°程
度の型抜き用の抜き勾配が設けられている。
【００３６】
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　全反射プリズム２０は、型成形された後、規定寸法を満たしているか否かの検査を受け
る。この際、各側面が傾斜していると、計測機器を合わせるのが難しくなり、寸法検査を
困難なものとしてしまう。特に、長手方向の寸法を測定する際には、この問題が顕著に表
れる。このため、図２（ａ）に示すように、プリズム本体２１の短手方向の側面のうち、
把持部２２が設けられた側には、抜き勾配を有する抜きテーパ面２９の上端に、上面２１
ａに対して垂直かつ長手方向と直交する基準平面２９ａが形成されている。
【００３７】
　これにより、計測機器が合わせ易くなるので、この基準平面２９ａを寸法基準として検
査を行うことで、全反射プリズム２０の長手方向の寸法を、容易かつ正確に測定すること
ができる。なお、抜き勾配をなくしてしまうと、割れや変形が生じやすくなるなど、成形
性の低下が懸念されるが、各側面の一部にのみ基準平面２９ａを形成することで、こうし
た成形性の低下も抑えることができる。
【００３８】
　また、図２（ａ）に示すように、流路部材３０の各取付部３４の内側には、略直方体状
に形成されたリブ３７が設けられている。各リブ３７は、図２（ｂ）に示すように、各係
合爪２７と各係合孔３５とが係合して流路部材３０が全反射プリズム２０に取り付けられ
た際に、基準平面２９ａと接触して流路部材３０の長手方向の位置を決める。
【００３９】
　なお、センサユニット１０の全反射プリズム２０や流路部材３０などに、例えば、非接
触式のＩＣメモリであるＲＦＩＤ（Radio Frequency IDentification）タグなどを取り付
けるようにしてもよい。例えば、読み込み専用のＲＦＩＤタグにセンサユニット１０毎の
固有のＩＤ番号を書き込んでおけば、各工程を行う前にこのＩＤ番号を読み込むことで、
センサユニット１０の識別を行うことができる。これにより、複数のセンサユニット１０
に対して同時に固定や測定を行う場合にも、間違ったアナライトの注入や、測定結果の取
り違えなどといった問題の発生を防止することができる。さらには、読み書き可能なＲＦ
ＩＤタグを用いて、例えば、固定したリガンドの種類やリガンドを固定させた日時、及び
反応させたアナライトの種類などを、各工程毎に書き込んでいくようにしてもよい。
【００４０】
　図３は、全反射減衰を利用した測定装置としてのＳＰＲ測定装置（光学装置）５０の構
成を概略的に示す説明図である。ＳＰＲ測定装置５０は、センサユニット１０を載置する
載置面５２ａが形成された測定ステージ５２と、この測定ステージ５２に載置されたセン
サユニット１０に全反射条件を満たす光を照射する照明（光源）５４と、センサユニット
１０によって全反射した光を受光して電気信号に光電変換し、その電気信号（以下、ＳＰ
Ｒ信号と称す）を測定結果として出力する検出器５６と、センサユニット１０に種々の液
体を送液する送液ヘッド５８とから構成されている。また、これらの各部は、図示を省略
したコントローラによって統括的に制御される。
【００４１】
　図３に示すように、各流路３１、３２は、流路部材３０の底面に形成された溝部３１ｃ
、３２ｃと、この溝部３１ｃ、３２ｃの一端から流路部材３０の上面に貫通して注入口３
１ａ、３２ａを形成する第１管部３１ｄ、３２ｄと、溝部３１ｃ、３２ｃの他端から流路
部材３０の上面に貫通して排出口３１ｂ、３２ｂを形成する第２管部３１ｅ、３２ｅとで
構成されている。
【００４２】
　各流路３１、３２の溝部３１ｃ、３２ｃは、流路部材３０が全反射プリズム２０の上に
取り付けられた際に、プリズム本体２１の上面２１ａによって覆われ、密閉される。これ
により、前述のように、各流路３１、３２に注入された液体が、リンカー膜２６に接触し
ながら送液されるようになる。また、各溝部３１ｃ、３２ｃは、プリズム本体２１の上面
２１ａの中心線ＣＬ上を一部が通るように、略Ｓ字状に屈曲している。
【００４３】
　照明５４は、全反射条件を満たす様々な入射角の光を各センサ面ＳＳ１、ＳＳ２のそれ
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ぞれに同時に照射できるように構成されている。また、照明５４は、全反射プリズム２０
に入射して上面２１ａに集光された光が、各センサ面ＳＳ１、ＳＳ２の中心線ＣＬ上を通
る部分に照射されるように、その配置位置および設置角度が調整されている。
【００４４】
　各センサ面ＳＳ１、ＳＳ２では、各流路３１、３２に試料溶液を送液することにより、
リンカー膜２６にリガンドが固定されたり、リガンドとアナライトとが反応するなどして
、表面の屈折率に変化が生じる。ＳＰＲ測定装置５０は、照明５４の光を各センサ面ＳＳ
１、ＳＳ２の中心線ＣＬ上を通る部分に集光させ、その反射光を検出器５６で受光するこ
とにより、前記屈折率の変化を調べる。以下、照明５４の照射光が第１センサ面ＳＳ１に
集光された部位を第１測定点ｍｐ１、照明５４の照射光が第２センサ面ＳＳ２に集光され
た部位を第２測定点ｍｐ２と称す。
【００４５】
　照明５４は、例えば、集光レンズ、拡散板、偏光板などからなる光学系と、光源（いず
れも図示は省略）とからなる。照明５４の光源としては、例えば、ＬＥＤ（Light Emitti
ng Diode）、ＬＤ（Laser Diode）、ＳＬＤ（Super Luminescent Diode）などの発光素子
が使用される。照明５４は、こうした発光素子を２個使用するか、あるいは単一光源の光
をプリズムなどによって分光することにより、各測定点ｍｐ１、ｍｐ２を照射する。
【００４６】
　拡散板は、光源からの光を拡散させ、発光面内の光量ムラを抑える。偏光板は、照射光
のうち、ＳＰＲを生じさせるｐ偏光のみを通過させる。なお、ＬＤを使用する場合など、
光源が発する光線自体の偏光の向きが揃っている場合には、偏光板は不要である。また、
偏光が揃っている光源を使用した場合でも、拡散板を通過することにより、偏光の向きが
不揃いになってしまう場合には、偏光板を使用して偏光の向きを揃える。こうして拡散お
よび偏光された光は、集光レンズによって集光されて全反射プリズム２０に照射される。
これにより、光強度にバラツキがなく様々な入射角を持つ光が、各測定点ｍｐ１、ｍｐ２
に入射される。
【００４７】
　検出器５６には、例えば、ＣＣＤエリアセンサやフォトダイオードアレイなどが使用さ
れる。プリズム本体２１の長手方向の一方の側面から入射した光は、プリズム本体２１内
を透過して内側からプリズム本体２１の上面２１ａ（金属膜２５の裏面）に集光され、上
面２１ａで全反射して他方の側面に抜ける。プリズム本体２１には、様々な角度の光が入
射するので、プリズム本体２１の上面２１ａでは、それらの入射光が、それぞれの入射角
に応じた反射角で反射する。検出器５６は、これらの様々な角度の反射光を受光して光電
変換し、光強度に応じたレベルのＳＰＲ信号を出力する。また、検出器５６は、第１測定
点ｍｐ１からの反射光と、第２測定点ｍｐ２からの反射光とを受光し、それぞれのＳＰＲ
信号を出力する。すなわち、照明５４と検出器５６とは、２チャンネルの計測を行うこと
ができるように構成されている。
【００４８】
　検出器５６として、ＣＣＤエリアセンサを用いた場合には、各チャンネルの反射光を同
時に受光することによって得られた信号を画像処理することにより、第１測定点ｍｐ１に
対応したＳＰＲ信号と第２測定点ｍｐ２に対応したＳＰＲ信号とを認識することができる
。しかし、こうした画像処理による方法が難しい場合には、第１測定点ｍｐ１と第２測定
点ｍｐ２とに対して光を入射させるタイミングを微小時間ずらして、各チャンネルの信号
を受光するようにしてもよい。入射タイミングをずらす方法としては、例えば、配置角度
が１８０度ずれた位置に２つの孔が形成された円板を照明５４の光路上に配置し、この円
板を回転させる。各孔は、中心からの距離が各測定点ｍｐ１、ｍｐ２の間隔だけ異なる位
置に配置されており、一方の孔が光路内に進入したときには、第１測定点ｍｐ１に光線を
入射させ、他方の孔が光路内に進入したときには、第２測定点ｍｐ２に光線を入射させる
。これにより、各チャンネルへの入射タイミングがずらされる。なお、本例では、１つの
検出器５６で各測定点ｍｐ１、ｍｐ２からの反射光を受光するようにしているが、各測定
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点ｍｐ１、ｍｐ２毎に検出器を分けるようにしてもよい。
【００４９】
　図３では省略しているが、ＳＰＲ測定装置５０は、上述のような照明５４と検出器５６
とを６個ずつ有しており、センサユニット１０に含まれる６組の各センサ面ＳＳ１、ＳＳ
２の測定を同時に行う。なお、上述のような照明５４と検出器５６とに限ることなく、例
えば、単一光源の光を１２本に分光することによって、各センサ面ＳＳ１、ＳＳ２を同時
に測定するようにしてもよい。また、１組の照明５４と検出器５６とを設け、センサユニ
ット１０を長手方向に搬送して各センサ面ＳＳ１、ＳＳ２を測定光路内に順次進入させて
いくことにより、１組のセンサ面ＳＳ１、ＳＳ２毎に測定を行うようにしてもよい。
【００５０】
　送液ヘッド５８には、第１流路３１の注入口３１ａ、排出口３１ｂのそれぞれにアクセ
スするピペット７０ａ、７０ｂ、及び第２流路３２の注入口３２ａ、排出口３２ｂのそれ
ぞれにアクセスするピペット７１ａ、７１ｂの２組のピペットが設けられている。各ピペ
ット７０ａ、７０ｂ、７１ａ、７１ｂのそれぞれには、例えば、シリンジポンプが接続さ
れており、各シリンジポンプの駆動に応じて液体の吸引と吐出とが制御される。また、照
明５４、検出器５６と同様に、各ピペット７０ａ、７０ｂ、７１ａ、７１ｂも、実際には
各流路３１、３２のそれぞれに応じた数が設けられている。
【００５１】
　送液ヘッド５８には、ヘッド移動機構７４が接続されている。ヘッド移動機構７４は、
例えば、搬送ベルト、プーリ、キャリッジ、モータなどから構成される周知の移動機構で
あり、図示を省略したコントローラの制御の下、送液ヘッド５８を前後左右上下の３方向
に移動させる。
【００５２】
　送液ヘッド５８の各ピペット７０ａ、７０ｂ、７１ａ、７１ｂは、先端に小孔が形成さ
れた略円錐筒状をなしている。また、各ピペット７０ａ、７０ｂ、７１ａ、７１ｂの先端
部は、交換可能なチップ状（以下、「ピペットチップ」と称す）にされている。ピペット
チップは、送液する液体と直接接触するので、各ピペット７０ａ、７０ｂ、７１ａ、７１
ｂを介して異種の液体の混液が生じないように、送液する毎に交換される。ＳＰＲ測定装
置５０には、複数のピペットチップを保管するピペットチップ保管部（図示は省略）が設
置されている。ピペットチップの交換は、ヘッド移動機構７４を駆動して送液ヘッド５８
をピペットチップ保管部にアクセスさせることによって行われる。
【００５３】
　また、ＳＰＲ測定装置５０には、各流路３１、３２へ注入する種々の液体（リガンド溶
液、アナライト溶液、洗浄液、バッファ液など）を保管する液保管部（図示は省略）が設
置されている。ヘッド移動機構７４は、送液ヘッド５８を移動させて、液保管部や測定ス
テージ５２にセットされたセンサユニット１０などにアクセスさせる。
【００５４】
　送液ヘッド５８で各流路３１、３２に液体を送液する際には、まず、ヘッド移動機構７
４を駆動して送液ヘッド５８を液保管部にアクセスさせ、各注入口３１ａ、３２ａに挿し
込まれるピペット７０ａ、７１ａに送液する液体を吸引させる。次に、ヘッド移動機構７
４を駆動して送液ヘッド５８をセンサユニット１０にアクセスさせ、各ピペット７０ａ、
７０ｂ、７１ａ、７１ｂを、それぞれ各注入口３１ａ、３２ａ、及び各各排出口３１ｂ、
３２ｂに挿し込む。送液ヘッド５８は、この状態でピペット７０ａ、７１ａから吸引した
液体を吐出するとともに、他方のピペット７０ｂ、７１ｂから各流路３１、３２内の流体
（空気や予め注入されていた液体など）を吸引することにより、各流路３１、３２内の流
体を入れ換えるようにして送液を行う。
【００５５】
　また、図４に示すように、ＳＰＲ測定装置５０には、測定ステージ５２に載置されたセ
ンサユニット１０を挟むように対向して設けられた一対の押さえ部材６１と、測定ステー
ジ５２に載置されたセンサユニット１０を載置面５２ａに押し付けて保持する保持位置（
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図中実線で示す位置）と、保持を解除する解除位置（図中二点鎖線で示す位置）との間で
各押さえ部材６１を移動させる押さえ部材移動機構６２とからなる保持部（保持手段）６
０が設けられている。
【００５６】
　各押さえ部材６１には、係合爪６１ａが形成されている。各押さえ部材６１は、保持位
置に移動した際に、係合爪６１ａと係合面２８ａとを係合させて、プリズム本体２１を載
置面５２ａに押さえ付ける。押さえ部材移動機構６２は、ギアやモータなどからなる周知
の機構であり、コントローラからの指示に基づいて、各押さえ部材６１を保持位置と解除
位置との間で移動させる。コントローラは、照明５４の検出光が各測定点ｍｐ１、ｍｐ２
に入射する測定ステージ５２上の測定位置（図３に示す位置）にセンサユニット１０が載
置された際に、押さえ部材移動機構６２を駆動して各押さえ部材６１を保持位置に移動さ
せ、センサユニット１０を保持する。なお、押さえ部材移動機構６２は、上記に限ること
なく、例えば、レバーなどの手動操作に連動して、各押さえ部材６１を移動させるもので
あってもよい。
【００５７】
　ＳＰＲ測定装置５０による測定は、リンカー膜２６にリガンドを固定させる固定工程と
、固定したリガンドとアナライトとを反応させてＳＰＲ信号を取得する測定工程と、取得
したＳＰＲ信号を基に各試料の物性を解析する解析工程との順に行われる。
【００５８】
　固定工程では、送液ヘッド５８によって第１流路３１にリガンド溶液が注入される。注
入されたリガンド溶液は、第１流路３１内に溜められた状態（第１センサ面ＳＳ１と接触
した状態）で保持され、リガンドの固定化が完了した後に排出される。リガンドの固定化
には、通常、約１時間程度かかる。センサユニット１０は、この間、温度などの環境条件
が一定に保たれた状態で静置される。これにより、リガンド溶液中に溶解したリガンドが
、第１センサ面ＳＳ１に固定される。
【００５９】
　なお、リガンドの固定化が進行している間、第１流路３１内のリガンド溶液を静置して
おいてもよいが、各ピペット７０ａ、７０ｂの吸引と吐出とを交互に駆動し、第１流路３
１内のリガンド溶液を攪拌して流動させるようにしてもよい。こうすることで、リガンド
とリンカー膜２６との結合が促進され、リガンドの固定量を増加させることができる。ま
た、第１流路３１にリガンド溶液を注入する前に、第１流路３１内の洗浄やリンカー膜２
６の活性化処理などを行うようにしてもよい。
【００６０】
　測定工程では、照明５４と検出器５６とによるＳＰＲ信号の読み取りが開始された状態
で、各流路３１、３２の双方にアナライト溶液が注入される。前述のように、照明５４は
、第１測定点ｍｐ１と第２測定点ｍｐ２とのそれぞれに検出光を入射させ、検出器５６は
、第１測定点ｍｐ１からの反射光によるＳＰＲ信号と、第２測定点ｍｐ２からの反射光に
よるＳＰＲ信号とを同時に取得する。固定工程においては、第１センサ面ＳＳ１にのみリ
ガンドを固定したので、第１測定点ｍｐ１からは、リガンドとアナライトとの反応状況を
示すＳＰＲ信号（以下、測定信号と称す）が取得される。一方、リガンドが固定されてい
ない第２センサ面ＳＳ２に対応した第２測定点ｍｐ２からは、アナライトだけを送液した
際のＳＰＲ信号（以下、参照信号と称す）が取得される。
【００６１】
　また、測定工程では、アナライト溶液の前後に測定用バッファ液が各流路３１、３２に
送液される。照明５４と検出器５６とによるＳＰＲ信号の読み取りは、最初の測定用バッ
ファ液が送液される前から開始され、最後の測定用バッファ液の送液が完了するまで行わ
れる。これにより、基準レベルの検出から、リガンドとアナライトとの結合反応、及びリ
ガンドに結合したアナライトの脱離に至るまでの各ＳＰＲ信号が取得される。なお、各試
料溶液の溶媒（希釈液）や測定用バッファ液としては、各種のバッファ液（緩衝液）の他
に、例えば、生理的食塩水に代表される生理的塩類溶液や純水などを用いることができる
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。また、アナライトを溶けやすくするため、生理的食塩水にＤＭＳＯ（ジメチル－スルホ
－オキシド）を添加するようにしてもよい。
【００６２】
　解析工程は、例えば、図示を省略したコントローラで行われる。解析工程では、まず、
測定信号と参照信号との差分演算（あるいは、比例演算）が行われる。参照信号は、すな
わち基準レベルの変化を示すものであり、同時に取得した２つの信号の差分を取ることで
、センサユニット１０の個体差や液体の温度変化などといった、外乱に起因するノイズを
キャンセルすることができる。コントローラは、こうした補正を行った後、補正後の信号
の共鳴角の変化状況などを調べることにより、各試料の物性などを解析する。このように
、ＳＰＲ測定装置５０は、各センサ面ＳＳ１、ＳＳ２上の屈折率の変化をＳＰＲの共鳴角
の変化として照明５４と検出器５６とで捉えることにより、リガンドとアナライトとの反
応状況を測定する。
【００６３】
　次に、図５に示すフローチャートを参照しながら、上記構成によるセンサユニット１０
及びＳＰＲ測定装置５０の作用について説明する。リガンドとアナライトとの反応状況を
測定する際には、まず、リガンドの種類に応じたリンカー膜２６の製膜が行われる。未使
用の全反射プリズム２０は、例えば、専用のホルダなどに収納された状態で保管されてい
る。リンカー膜２６を製膜する際には、プリズム本体２１の側端に設けられた把持部２２
と突出部２３とを摘むように把持して全反射プリズム２０をホルダなどから取り出し、振
盪インキュベータにセットする。そして、前述のように、所定の温度及び時間で全反射プ
リズム２０を振盪インキュベートすることにより、金属膜２５上にリンカー膜２６が製膜
される。
【００６４】
　リンカー膜２６が製膜された全反射プリズム２０は、再び把持部２２と突出部２３とを
把持され、振盪インキュベータから取り出される。このように、把持部２２と突出部２３
とを把持して全反射プリズム２０を移動させることで、検出光が入射及び出射される長手
方向の両側面や金属膜２５、及び製膜されたリンカー膜２６に指紋や塵埃などが付着する
ことを防止することができる。また、把持部２２の両側面には、溝２２ａが形成されてい
るので、指掛かりがよく、全反射プリズム２０を安定して持つことができる。
【００６５】
　リンカー膜２６の製膜が完了すると、全反射プリズム２０への流路部材３０の取り付け
が行われる。流路部材３０は、プリズム本体２１の短手方向の一側面に形成された基準平
面２９ａに各リブ３７を接触させた状態（図２参照）で、各係合孔３５を各係合爪２７に
係合させることにより、全反射プリズム２０に取り付けられる。前述のように、全反射プ
リズム２０は、基準平面２９ａを基準として寸法検査を行うことで、長手方向の寸法を容
易かつ正確に測定できるようにしている。従って、この基準平面２９ａに各リブ３７を接
触させて位置決めを行うことで、長手方向における各流路３１、３２の位置も正確に合わ
せることができる。
【００６６】
　全反射プリズム２０に流路部材３０を取り付けることによって組み立てられたセンサユ
ニット１０は、測定ステージ５２の載置面５２ａに載置される。照明５４の検出光が各測
定点ｍｐ１、ｍｐ２に入射する測定ステージ５２上の測定位置（図３に示す位置）にセン
サユニット１０が位置決めされると、保持部６０の押さえ部材移動機構６２が駆動され、
各押さえ部材６１が解除位置から保持位置に移動する（図４参照）。保持位置に移動した
各押さえ部材６１は、各係合爪６１ａを各係合面２８ａに係合させ、プリズム本体２１を
載置面５２ａに押さえ付けて、センサユニット１０を測定ステージ５２に保持する。
【００６７】
　このように、全反射プリズム２０自体を押さえ付けて保持することにより、各ピペット
７０ａ、７０ｂ、７１ａ、７１ｂの挿抜などによってセンサユニット１０に外力が加わっ
た際などにも、全反射プリズム２０の位置ズレを確実に防止することができる。なお、各
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押さえ部材６１によって全反射プリズム２０を押さえ付けるとともに、上方から流路部材
３０を押さえ付け、より堅固にセンサユニット１０を保持するようにしてもよい。
【００６８】
　センサユニット１０を測定ステージ５２に保持したＳＰＲ測定装置５０は、そのセンサ
ユニット１０に対して、前述のように、固定工程と測定工程と解析工程とを行い、各試料
の物性などを調べる。このように、本例のセンサユニット１０によれば、プリズム本体２
１の一端に溝２２ａを有する把持部２２を設けたので、センサユニット１０や全反射プリ
ズム２０を移動させる際に、安定して持つことができる。また、全反射プリズム２０の側
面の一部に基準平面２９ａを形成したので、成形性の低下を抑えつつ全反射プリズム２０
の寸法検査を容易かつ正確に行うことができるとともに、各流路３１、３２の位置も正確
に合わせることができる。さらに、プリズム本体２１の長手方向の両側面の底部に係合部
２８を形成し、全反射プリズム２０自体を押さえられるようにしたので、全反射プリズム
２０の位置ズレをより確実に防止することができる。
【００６９】
　なお、上記実施形態では、センサユニット１０や全反射プリズム２０を、オペレータな
どが手で把持して移動させるようにしているが、周知の搬送機構などを用いて振盪インキ
ュベータやＳＰＲ測定装置５０などに対して自動搬送するようにしてもよい。この際、把
持部２２に形成された溝２２ａに爪などを係合させることによって、全反射プリズム２０
を確実に把持することができるので、自動搬送を安全に行うことができる。
【００７０】
　また、上記実施形態では、プリズム本体２１の一端にのみ把持部２２を形成するように
しているが、これに限ることなく、プリズム本体２１の両端に把持部２２を形成するよう
にしてもよい。但し、図１などに示すように、長手方向に複数の測定点が並べられている
場合などには、把持部２２をプリズム本体２１の一端にのみ形成しておくことが好ましい
。例えば、センサユニット１０をＳＰＲ測定装置５０にセットする際に、センサユニット
１０の向きを間違えてしてしまうと、各測定点の並び順が入れ代わってしまうため、測定
結果の取り違えが生じてしまう。そこで、把持部２２を一端にのみ形成し、全反射プリズ
ム２０を非対称な形状としておけば、センサユニット１０の向きが分かりやすくなるので
、前述のような不具合を防止することができる。
【００７１】
　さらに、上記実施形態では、両側面に溝２２ａが形成された略四角柱状の把持部２２を
示しているが、把持部２２の形状は、これに限ることなく、多角柱あるいは円柱などの柱
状のものであれば、如何なる形状としてもよい。なお、溝２２ａは、一方の側面のみに設
けられるものであってもよい。また、側面に限らず、上面や底面に溝２２ａを形成するよ
うにしてもよいし、さらには、各面を周回するように環状の溝２２ａを形成するようにし
てもよい。但し、把持部は、プリズム本体２１の側端から突設され、プリズム本体２１の
長手方向を軸に形成される柱状の部材であるから、本例で示す把持部２２の上面及び底面
は、請求項記載の側面に含まれるものである。
【００７２】
　また、把持部は、溝２２ａが形成されたものに限ることなく、例えば、図６（ａ）に示
す把持部８０のように、突起８１が形成されたものであってもよい。また、図６（ｂ）に
示す把持部８２のように、プリズム本体２１に向かうに従って断面積を狭めるように傾斜
した傾斜面８３が形成されたものであってもよい。この際、図６（ｃ）に示す把持部８４
のように、各側面に傾斜面８５が形成された角錐状のものとしてもよい。さらには、角錐
に限らず、円錐状のものとしてもよい。このように、突起８１や逆テーパ状の傾斜面８３
、８５が形成された把持部であっても、指掛りがよく、安定して全反射プリズム２０を把
持することができる。
【００７３】
　また、上記実施形態では、プリズム本体２１と把持部２２とを一体成形するようにして
いるが、把持部は、これに限ることなく、例えば、別体で成形した後、接着やネジ止めな
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どで取り付けるようにしてもよい。
【００７４】
　なお、上記実施形態では、プリズム本体２１の短手方向の一方の側面にのみ基準平面２
９ａを形成しているが、これに限ることなく、短手方向の両側面に基準平面を形成するよ
うにしてもよい。また、長手方向の側面に基準平面を形成し、この基準平面を基に、全反
射プリズム２０の短手方向の寸法検査と、各流路３１、３２の短手方向の位置決めとを行
うようにしてもよい。
【００７５】
　また、上記実施形態では、基準平面２９ａを、側面の上端部分に形成しているが、基準
平面２９ａを形成する位置は、側面の下端部分や中間部分などであってもよい。但し、下
端部分や中間部分などに基準平面２９ａを形成すると、寸法を測るための計測機器や流路
部材３０を合わせ難くなってしまうので、基準平面２９ａを形成する位置は、上記実施形
態で示したように、側面の上端部分とすることが好適である。
【００７６】
　なお、上記実施形態では、プリズム本体２１の長手方向の側面の底部に連続して形成さ
れた係合部２８を示したが、これに限ることなく、例えば、図７に示す全反射プリズム９
０のように、側面の一部から段差状に突出した係合部９２を、各センサ面ＳＳ１、ＳＳ２
を有するプリズム本体２１の上面２１ａと平行な方向に複数並べて形成するようにしても
よい。
【００７７】
　また、上記実施形態では、凸状に形成された係合部２８、９２を示したが、係合部は、
これに限ることなく、図８に示すように、凹状に形成するようにしてもよい。図８に示す
全反射プリズム９４には、その長手方向の両側面に溝状に形成された係合部９５が設けら
れている。保持部９６には、保持位置と解除位置との間で各押さえ部材６１をスライド移
動させる押さえ部材移動機構９７が設けられている。保持位置に移動した各押さえ部材６
１は、各爪部６１ａを各係合部９５に入り込ませて係合し、全反射プリズム９４を載置面
５２ａに押さえ付けるようにして保持する。このように、凹状に形成された係合部９５で
あっても、上記実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００７８】
　なお、上記実施形態では、測定信号用の第１流路３１と参照信号用の第２流路３２とを
、２列に並べる構成としているが、各流路３１、３２は、１列に並べられるものであって
もよい。但し、各流路３１、３２を１列に並べると、センサユニット１０が大型化し、ハ
イスループット化の妨げになってしまうことが懸念される。
【００７９】
　また、センサ面上のリンカー膜２６の一部を失活させ、この失活した部位からのＳＰＲ
信号を参照信号とすることにより、１本の流路で測定を行うようにしてもよい。しかしな
がら、このような構成とすると、失活した部位と失活していない部位とでリンカー膜２６
の表面の性質が異なってしまうため、各部位で非特異吸着の量に差が生じ、測定誤差の要
因になるという問題が起きる可能性がある。
【００８０】
　一方、上記実施形態で示すように、測定信号用と参照信号用とで各流路３１、３２を分
けると、リンカー膜２６を失活させる必要がなくなるので、各センサ面ＳＳ１、ＳＳ２の
表面の性質が合わせられる。これにより、各センサ面ＳＳ１、ＳＳ２に生じる非特異吸着
の量に差が生じることが抑えられるので、測定信号と参照信号とによる補正を行うことで
、非特異吸着による影響を確実にキャンセルすることができる。
【００８１】
　また、上記実施形態では、各流路３１、３２を長手方向に僅かにズラし、プリズム本体
２１の上面２１ａの中心線ＣＬ上を一部が通るように、各溝部３１ｃ、３２ｃを略Ｓ字状
に屈曲させているが、これに限ることなく、各溝部３１ｃ、３２ｃは、一直線状のもので
あってもよい。但し、各流路３１、３２を２列に並べた際に各溝部３１ｃ、３２ｃを一直
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線状に形成すると、各測定点ｍｐ１、ｍｐ２がセンサユニット１０の短手方向にズレてし
まうので、その分だけ照明をズラして配置しなければならないなど、光学系の構成を複雑
にしてしまう。このため、各流路３１、３２を２列で配置する際などには、本例で示すよ
うに、各溝部３１ｃ、３２ｃを略Ｓ字状に屈曲させ、各測定点を一直線上に並べることが
好ましい。
【００８２】
　さらに、上記実施形態では、各流路３１、３２が形成された本体部３３と、この本体部
３３を全反射プリズム２０に取り付けるための取付部３４とを一体に成形しているが、こ
れに限ることなく、本体部３３と取付部３４とを別部材で成形するようにしてもよい。こ
の際、取付部は、全反射プリズム２０の上に載置される本体部を、全反射プリズムととも
に挟んで固定するように構成すればよい。
【００８３】
　なお、上記実施形態では、ＳＰＲ測定に係る各工程を一つのＳＰＲ測定装置５０で行う
ようにしているが、各工程毎に装置を分けるようにしてもよい。こうすることで、複数の
センサユニット１０を同時に処理することが可能となり、処理効率を向上させることがで
きる。
【００８４】
　また、上記実施形態では、金属膜２５の全面にリンカー膜２６を製膜するようにしてい
るが、リンカー膜２６は、少なくとも各センサ面ＳＳ１、ＳＳ２を形成する部分にだけ製
膜されていればよい。
【００８５】
　さらに、上記実施形態では、光学ブロックとしての全反射プリズム２０を略台形柱状に
成形しているが、全反射プリズム２０の形状は、これに限るものではない。例えば、三角
柱や五角柱などの他の角柱状のものや、半円柱状（シリンドリカル状）のものなど、光が
入射及び出射する面と全反射する面とを有する形状であれば、如何なる形状であってもよ
い。また、上記実施形態では、全反射プリズム２０の使用例として、ＳＰＲ測定装置５０
に用いられるセンサユニット１０を示したが、全反射プリズム２０の用途は、これに限る
ものではなく、全反射を利用するものであれば如何なるものであってもよい。
【００８６】
　なお、上記実施形態では、全反射減衰を利用した測定装置の一例として、ＳＰＲ測定装
置５０を示したが、全反射減衰を利用した測定装置としては、この他に、例えば、漏洩モ
ードセンサが知られている。漏洩モードセンサは、誘電体と、この上に順に層設されたク
ラッド層と光導波層とによって構成された薄膜とからなり、この薄膜の一方の面がセンサ
面となり、他方の面が光入射面となる。光入射面に全反射条件を満たすように光を入射さ
せると、その一部が前記クラッド層を透過して前記光導波層に取り込まれる。そして、こ
の光導波層において、導波モードが励起されると、前記光入射面における反射光が大きく
減衰する。導波モードが励起される入射角は、ＳＰＲの共鳴角と同様に、センサ面上の媒
質の屈折率に応じて変化する。この反射角の減衰を検出することにより、前記センサ面上
の化学反応が測定される。
【００８７】
　さらには、全反射減衰を利用した測定装置に限ることなく、例えば、試料を呈色反応さ
せ、その呈色光学濃度を光学的に測定する比色分析法を用いた生化学分析装置（いわゆる
、分光光度計）に使用されるセンサユニットに、本発明を適用してもよい。この際、試料
と試薬とを反応させる反応層をセンサ面とするとともに、この反応層を支持する透明な板
状の支持体を光学ブロックとすればよい。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】センサユニットの概略構成を示す分解斜視図である。
【図２】基準平面の構成を説明する説明図である。
【図３】ＳＰＲ測定装置の構成を概略的に説明する説明図である。
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【図４】保持部の構成を概略的に示す説明図である。
【図５】ＳＰＲ測定装置による測定の手順を概略的に示すフローチャートである。
【図６】把持部の他の実施例を示す説明図である。
【図７】係合部の他の実施例を示す説明図である。
【図８】係合部の他の実施例を示す説明図である。
【符号の説明】
【００８９】
　１０　センサユニット
　２０　全反射プリズム（光学ブロック）
　２１　プリズム本体
　２１ａ　上面
　２２　把持部
　２２ａ　溝
　２５　金属膜（薄膜層）
　２６　リンカー膜
　２８　係合部
　２９ａ　基準平面
　３０　流路部材
　３１　第１流路
　３２　第２流路
　３３　本体部
　３４　取付部
　３７　リブ
　５０　ＳＰＲ測定装置（測定装置、光学装置）
　５２　測定ステージ（ステージ）
　５２ａ　載置面
　５４　照明（光源）
　５６　検出器
　６０　保持部（保持手段）
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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